






























专利名称(译) 准确度增强的超声导管校准

公开(公告)号 CN101322651B 公开(公告)日 2011-12-14

申请号 CN200810085610.0 申请日 2008-01-31

[标]申请(专利权)人(译) 韦伯斯特生物官能公司

申请(专利权)人(译) 韦伯斯特生物官能公司

当前申请(专利权)人(译) 韦伯斯特生物官能公司

[标]发明人 A戈瓦里
AC阿尔特曼
M巴 塔尔
D特鲁默

发明人 A・戈瓦里
A・C・阿尔特曼
M・巴-塔尔
D・特鲁默

IPC分类号 A61B8/12 G01S7/52

CPC分类号 A61B8/587 A61B8/4254 A61B8/12

代理人(译) 王庆海

优先权 60/887457 2007-01-31 US

其他公开文献 CN101322651A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及准确度增强的超声导管校准。用于校准包括磁性位置传感器
和声学成像设备的探头的装置包括刚性机械框架。一个或多个固定在框
架上的场发生器，其生成已知空间特性的磁场。声学目标组件包括连接
在运动机构上的模块，其被布置成在相对于框架的已知轨道上移动模
块。固定在框架上的夹具在一个或多个场发生器的磁场中以适于成像设
备对模块成像的方向保持探头。处理器处理来自探头的位置信号和图像
信号以便校准图像设备相对于位置传感器的坐标。
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